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日 時：平成２２年９月１０日（金）13:00～18:00（開場12:00から）
場 所：東京国際フォーラム　会議室G７０１
主 催：兵庫県立大学　高度産業科学技術研究所
共 催：文部科学省先端研究施設共用促進事業
協　賛：電気学会リソグラフィ極限技術調査専門委員会
会 費：研究会参加費無料、意見交換会費3000円／人
	プログラム

	13:00～13:05
	開会の挨拶
	兵庫県立大学　高度産業科学技術研究所所長　
松井 真二

	13:05～13:45
	SeleteでのEUVL開発の現状
	株式会社半導体先端テクノロジーズ　取締役　
森 一朗

	13:45～14:25
	EUVL量産展開に向けた東芝の取り組みと、次世代EUVLの展望と課題
	株式会社東芝デバイスプロセス開発センター　部長　
東木 達彦

	14:25～14:55
	EUVマスク開発の現状と課題
	大日本印刷株式会社　フェロー　
林 直也

	14:55～15:05
	休憩
	

	15:05～15:35
	EUVL露光機の開発
	ASML　Japan

	15:35～16:05
	EUVレジスト開発の現状と今後の課題
	株式会社半導体先端テクノロジーズ　
井谷 俊郎

	16:05～16:45
	ニュースバルにおけるEUVL研究
	兵庫県立大学　教授　
木下 博雄

	16:45～17:00
	低分子系レジストのLERと溶解特性について
	東京応化工業株式会社　
塩野 大寿

	17:00～17:15
	カリックスアレーン系低分子ポジ型レジスト材料の開発
	出光興産株式会社　
大和田　貴紀

	17:15～17:30
	カリックスアレーン系低分子ネガ型レジストの開発
	三菱ガス化学株式会社　
越後 敏雅

	17:30～17:45
	EUVレジスト下地膜の開発の現状と課題
	日産化学工業株式会社　
坂本 力丸

	17:45～17:50
	まとめ
	兵庫県立大学　高度研教授　
木下 博雄

	18:00～20:00
	意見交換会　（G610にて）
	兵庫県立大学　高度研教授 共用促進事業代表
宮本 修治



お申込み方法：別紙参加申込書にご記入の上、FAXまたはE-mailでお申し込み下さい
お問い合わせ：兵庫県立大学　高度産業科学技術研究所　ニュースバル放射光施設共用促進室　石川和子
〒678-1205 兵庫県赤穂郡上郡町光都1-1-2
TEL 0791-58-2543  FAX 0791-58-2504
E-mail : kyoyo@lasti.u-hyogo.ac.jp　HP : http://www.lasti.u-hyogo.ac.jp/NS/
　 

東京国際フォーラムへのアクセス 
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JR線
有楽町駅より徒歩1分
東京駅より徒歩5分 (京葉線東京駅とB1F地下コンコースにて連絡)

地下鉄
有楽町線 : 有楽町駅とB1F地下コンコースにて連絡
日比谷線 : 銀座駅より徒歩5分/日比谷駅より徒歩5分
千代田線 : 二重橋前駅より徒歩5分/日比谷駅より徒歩7分
丸ノ内線 : 銀座駅より徒歩5分
銀座線 : 銀座駅より徒歩7分/京橋駅より徒歩7分
三田線 : 日比谷駅より徒歩5分
EUVLシンポジウム参加申込書
	FAX:0791-58-2504  E-mail:　kyoyo@lasti.u-hyogo.ac.jp　　
（FAXおよびE-mailどちらからでもお申し込みいただけます）

	氏　名
	

	所属　及び　役職
	

	住　所
	〒

	連絡先
	TEL：
	FAX：

	E-mailアドレス
	

	意見交換会
	参加します・参加しません
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　兵庫県立大学　高度産業科学技術研究所　
ニュースバル放射光施設共用促進室　石川和子　
〒678-1205 兵庫県赤穂郡上郡町光都1-1-2
TEL： 0791-58-2543  FAX： 0791-58-2504
E-mail： kyoyo@lasti.u-hyogo.ac.jp
